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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURES DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES TUBES
ELECTRONIQUES

Quatorzieme partie: Méthodes de mesure des tubes a rayons cathodiques pour radar
et oscilloscope

REAMRIH-E
PREAMBUEE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techni
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expfi
un accord international sur les sujets examinés.

Comités d’Etudes
de mesure possible

Comités nationaux.

entale de ces régles

rmoniser les régles
le permettent. Les

EI: Tubes élec-

b électriques des
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suite de quoi un
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASUREMENTS OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF ELECTRONIC
TUBES AND VALVES

Part 14: Methods of measurement of radar and oscilloscope cathode-ray tubes

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techpi
Natiorjal Committees having a special intcrcst therein are represented, express, as neg
consell]sus of opinion on the subjects dealt with.

ich all the
bational

2) They in that
sense.
3) In ordg¢r to promote this international unification, the IEC expresses the-wish 3 ationa hving as

yet no[national rules, when preparing such rules, should use the 1E C fecommendatiefis as the\fundamental basis for these
rules ih so far as national conditions will permit.

4) The dgsirability is recognized of extending international agre y a monize
nationpl standardization rules with these recompen National
Comnfittees pledge their influence towards th:

Thiis Recommendation ha & ¢ ; i . 39, roni es and
Valves.

It forms one se el it tubes
and valyes. Refere nadeNo the cufrent catalogue of IEC Publications for informafion on
the othef parts of the se

TH § sd atthe pecting held in Aix-les-Bains in 1964 and, as a result, a fevised
draft wq e & N Committees for approval under the Six Months’ Rule in May 1965.

TH
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Germany Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom

Japan United States of America
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MESURES DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES TUBES
ELECTRONIQUES

Quatorziéme partie: Méthodes de mesure des tubes a rayons cathodiques pour radar
et oscilloscope

Objet

Cette recommandation est fondée sur la pratique courante des mesures des tubes a rayons cathodiques
[JOUT Tadar et oscilloscope. Elle Ne oIl pas eire ConsIgeree COMME NS TeCOMMAIUation prise au sens de
qnorme », car une description plus détaillée des méthodes de mesure estniécessaire si-I%op veut que les
gsultats des mesures basées sur ces principes soient comparables dans dg& tolérgnveg definies.

1. Terminologie
Les définitions des termes généraux utilisés dans cSxe\reoon lati rouvent dans le
Groupe 07: Electronique, du Vocabulaire Ele pn 50-07 de la
CEl).

.1 Caractéristiques du canon

1.1 Courant de faisceau

Courant électronique d faiS@ v I’écran.

cathodetgrille nécessaire au blocage et celle qui produit une

Emission qui provoque une luminance de 1’écran dans un tube a rayons cathoqiques fonction-
nant dans des conditions de blocage.

1.2 Déviation

1.2.1 Déviation symétrique

Application a une paire de plaques de déviation d’une tension telle qu’a tout instant la
tension entre une plaque et D’électrode accélératrice précédant immédiatement les plaques consi-
dérées soit de valeur égale mais de signe opposé a la tension entre "autre plaque et I’électrode
accélératrice.
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MEASUREMENTS OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF ELECTRONIC

Part 14: Methods of measurement of radar and oscilloscope cathode-ray tubes

TUBES AND VALVES

Scope
This Recommendation is based on current practice on the measurement of radar and oscilloscope
Cathode-l’ oS, U Ot garaca—as—a R O iGi i csenseorasrangara;ocequse a
more detdiled description of the measuring methods is needed if measuring results, on the basis oP[these
principles [have to be comparable within definite tolerances.
1. Terminology
The definitions of the general terms used in this Recomfnenda p 07,
Eldctronics, of the International Electrotechnical Vocabu
1.1 Gup characteristics
1.1.1  Be@m current
The electron current of the bea
1.1.2  Cathode drive voltage
The difference for a
spacified lumingnce
1.1.3  Grfd drive volta;e
ors N for a
spd
1.1.4  Flg
1.1.5 Stray emission
The emission that causes a luminance of the screen in a cathode-ray tube operated pinder
cut-ofl condifions.
1.2 Deflection
1.2.1  Symmetrical deflection

The application to a pair of deflector plates of a voltage such that at every instant the voltage
between one plate and the accelerator immediately preceding the plates concerned is equal in value
but opposite in sign to that between the other plate and the accelerator.
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1.2.2

1.2.3

Déviation asymétrique

Application d’une tension & une des plaques d’une paire de plaques de déviation, 1’autre
plaque étant maintenue A un potentiel fixe (généralement zéro) par rapport a I’électrode accélé-

ratrice précédant immédiatement les plaques considérées.

Distorsion d’image

Déformation de I’image par rapport a la forme désirce.

1.2.4  Facteur d’uniformité de déviation électrigue

Facteur exprimant I’uniformité de la sensibilité de déviation sur toute la longueur de balayage.

1.3

1.3.1

1.3.2  Rapport de post-accélération

1.3.3

1.4

1.4.1

1.54

Post-accélération

Post-accélération

Rapport entre le potentiel de 1’écran ef
qui précéde le systeme de déviation.

Facteur de post-accélération

‘ExceRtedge mécanique du spot

Excentrage du spot par rapport 4 un point de référence donné sur I’écran, t

e d’accélération

Xcitation.

’excitation et le

utes les plaques

de déviation étant directement reliées & 1’anode d’accélération.

1.5.2  Déplacement électrique du spot

Déplacement di 4 un effet d’autopolarisation provenant d’un courant de fuite ou d’un courant
de faisceau qui traverse une résistance se trouvant dans le circuit d’une plaque de déviation,

1.5.3 Distorsion de spot

Asymétrie non désirable ou défaut dans la forme du spot, pouvant &tre dii 4 I’astigmatisme,

a ’aberration sphérique, ou au coma.
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.4.1

1.4.2

L.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Asymmetrical deflection

The application of a voltage to one of a pair of deflector plates, the other plate being main-
tained at a fixed voltage (usually zero) with respect to the accelerator immediately preceding the
plates concerned.

Pattern distortion

Any deformation of the pattern from its intended form.

Electrical deflection uniformity factor

The factor expressing the uniformity in deflection sensitivity over the scan length.

Posq deflection acceleration

Post deflection acceleration (P.D.A.)

Pos{ deflection acceleration ratio

The ratio of the screen potential to the potential o
the deflecting system.

ding

Post deflection acceleration factor

The ratio of sensitivity in the presd ation to that without P.ID.A.

Luminance

Build-up (of luminancg

The increase it om the initiation of excitation to the point where

equllibrium o Oor %

Time of persiste

eer the instant of removal or reduction of the stimulus tg the
instiint at yhich ok vas dropped to a pre-determined fraction of the initial intensity|

Meg¢hanical spot désplacement

Pisplacement of the spot with respect to a stated reference point on the screen, with alj the
deflecting plates connected directly to the accelerating anode.

Electrical spot displacement

Displacement due to an effect of self-bias caused by a leakage current or a beam current
passing through a resistor put in the circuit of a deflector plate.

Spot distortion

Undesirable asymmetry or defect in the spot shape, which may be due to astigmatism, spherical
aberration or coma,
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1.6 Ecran

1.6.1 Ligne, trace ou balayage

Ligne tracée par le mouvement d’un spot.

1.6.2 Trame

Image prédéterminée de lignes de balayage procurant une couverture suffisamment uniforme

d’une zone.

1.6.3 Balayage maximal

Longueur maximale d’une ligne balayée sur chaque axe.

tensions de post-accélération sont appliquées ou non.

D. Généralités

D.1 Domaine d’application

Les mesures décrites dans cette recomman
tubes 4 rayons cathodiques. Elles ne sont d
prévues.

2.2 Précautions

dans la Publication 151-0 de 1a CH
g, Partie 0: Précautions relatives a
suivantes sont applicables:

En plus des précautiond générales\igu
caractéristiques électriques dgs tu® gctronty
mesure des tubes dlectronitpuesy les précautions

2.2.1 curité, de ¢ i ivent/étre prises pour protéger I’opérateur des

2.2.2 es optiques, il peut &tre nécessaire de régler la tempé

des caractéristiques de I’écran. Des blindages de py

de¥écrany ou 1’écran étant surbalayé.

t selon que les

chaque type de
spécifiquement

I: Mesures des
hx méthodes de

chocs a haute

ature ambiante
otection contre

tenir une valeur
le la zone utile

3. Mesure des caractéristiques optiques

3.1 Caractéristiques de luminance

3.1.1 L’intensité lumineuse sera mesurée & concentration optimale sur une trame de dimensions conve-
nables, en utilisant un dispositif photoélectrique ayant une réponse globale correspondant approxi-

mativement a celle de I’observateur de référence photométrique C.L.E.*.

* Publication 50 (45) de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International, Groupe 45 (troisiéme édition) terme N© 45-10-016

(en préparation).
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1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

2.1

2.2

2.2.1

22.2

2.2.3

3.1
3.1.1
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Screen

Line, trace or scan

The path traced by a moving spot.

Raster

A pre-determined pattern of scanning lines which provides a substantially uniform coverage
of an area.

Maximum scan

The maximum length of a line scanned on each axis.

or tubes with post deflection acceleration, the maximumn
on] whether post deflection acceleration voltages are applied or not.

General

Sdope

The measurements described herein are not all app tube.

They should therefore be applied only when specifica

Precautions

In addition to general precautio Elec-
trlcal Properties of Electronic Tubes asure-
ml .

radia-

¢s, it may be necessary to control the ambient tempgrature
¢haracteristics. Protective shielding against the cffgcts of

damage to the screen, the drive voltage required to attain a specified value
of X be measured with the spot deflected off the useful screen area or wjth the
sdreen overscanned,

Measurement of optical characteristics

Luminance characteristics

The luminous intensity should be measured on an optimum focused raster of convenient size using
a photo-electric device having an over-all response approximating to the C.LE. standard photo-
metric observer*.

#* JEC Publication 50(45), International Electrotechnical Vocabulary, Group 45 (third edition), term No. 45-10-016
(in preparation).
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Les réglages de tension prescrits sont effectués pour obtenir I’intensité lumineuse requise et ’on
mesure les tensions d’électrodes et les courants prescrits.

La luminance moyenne d’une trame est liée & ’intensité lumineuse par la formule:

I = LxA4d

I est Vintensité lumineuse, en candelas
L est la luminance, en candelas par métres carrés (nits)

A est la surface lumineuse en metres carrés, vue par le dispositif photoélectrique.

212 Tes mesnres de Vintensité d’une conleur par’rimﬂi:‘:rﬁ £mise par un écrap doivent &tre faites a 1’aide

d’un filtre de couleur convenable en plus du filtre de correction pofir 'observatedr de référence
talomné en utilisant

une source lumineuse de caractéristiques connues.

La procédure du paragraphe 3.1.1 est alors appliquée en ntili ge.

e utilisés pour
) doit indiquer

tion, doit étre
correspondant

Ctant a zéro, la
e est mesurée.
Hoit étre prati-

ées, y compris
e _fensio

L

dé blocage et des tensions de déviation, étant appliquées.

Clairement ambiant mesuré sur 1’écran du tube ne doit pas dépasser 5 Ix.

T2 ail Ao 121 4 o 24 qo 2 10 1 : e Tt Ao
Heet—deTobservateur—dort—<treaccommmode—aTatmmrosttc—antbrante—avant de regaldel

Pécran.

3.3.2 Résultat de mesure

Le résultat de la mesure consiste a dire si, dans un laps de temps donné, une luminance est
visible.

* Publication " 50(45) de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International, Groupe 45 (troisitme édition) terme
N° 45-10-016 (en préparation).
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3.2

3.3

3.3.1

3.3.2
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Prescribed voltage adjustments are made to attain the required luminous intensity and any pres-
cribed electrode voltages or currents are measured.

The average luminance of a 1aster is related to the luminous intensity by the formula:

I = L x A4
where:

I is the luminous intensity, in candelas

L is the luminance, in candelas per square metre (nits)

A is the luminous area, in square metres viewed by the photo-electric device.

suif tion-Ailter.

Thi
Thg
Colour filters and filter/photocell combinations may also be used , per-
sisttnce measurements (see Sub-clause 3.6). Full details of ers\a ; Com-

binptions should be stated.
Th ured

by Yarying the bias voltage from cut-off tg the valug s nsity
or fo the working beam current.

Stay illumination

With the specified lance
of the screen, due t will
ustfally be at a very
Str
Co

ding

The observer should have accommodated his eyes to the ambient illumination before
viewing the screen of the tube.

Measuring result

The measuring result is a statement whether any luminance is visible within a given time.

* JEC Publication 50(45), International Electrotechnical Vocabulary, Groupe 45 (third edition, term No. 45-10-016 (in
preparation).
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3.4
3.4.1

3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.2
3.4.2.1
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Claquages
Mesure par la méthode A
Conditions de mesure

Le tube doit étre placé dans un circuit déterminé, les tensions données étant appliquées.

Résultat de mesure

Le résultat de mesure est le nombre de claquages observés sur I’écran du tube pendant
un temps déterminé.

Mesure par la méthode B

Conditions de mesure

3.4.2.2

3.5

Fetube—doit—ttrepracé—dans—un—eirenitdéterminé,tes—tenst ées—éfant appliquées.
Ce circuit doit comprendre une impédance déterminée dans la cg ion de et un dispo-
sitif de comptage apte & compter les impulsions de tension qu appa aisgent bornes de 1’im-
pédance de cathode lorsqu’un claquage se produit. Les cara i di if de comptage
(impédance d’entrée, sensibilité, possibilité de séparation.d’in i : iveq en fonction du
temps) doivent étre données.

Résultat de mesure

Le résultat de mesure est le nombre mps déterminé.

Mesure de la tension de blocage

spot concentré
doit étre a un
isceau déterminé

Aucune dévia-

b les impulsions
e des conditions

£ un instrument

iques de réponse
duphetomultiplicateur et de ’appareillage associé doivent &tre réglées au moyen de filtres conve-
nables pour correspondre a celles de I’observateur de référence photome‘mque LLE.*. Lorsque

tes tubes sont destings a ¢’ au plicati otographiques,
d’autres filtres peuvent étre utilisés.

L’instrument d’enregistrement doit avoir un temps de réponse suffisamment court pour
reproduire fidélement I’établissement de la luminance et la persistance mesurés. Pour la mesure de
P’établissement de la luminance et pour des écrans 3 faible persistance un oscilloscope est conve-
nable; pour de trés longues persistances il peut suffire d’utiliser un appareil de mesure photo-
sensible et un chronométre.

* Publication 50(45), de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International, Groupe 45 (troisitme édition) terme
No 45-10-016 (en préparation).
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3.4 Flashover
3.4.1  Measurement by Method A

3.4.1.1 Conditions of measurement
The tube should be placed in a given circuit with stated voltages applied.
3.4.1.2 Measuring result

The measuring result is the number of flashes observed on the face of the tube during a
given time.

3.42  Measurement by Method B

3.4.2.1 Conditions of measurement

The tube should be placed 1n a given circuit with stated voltages applic ircuit
dhould include a defined impedance in the cathode lead and a counting devjee Inting
the voltage pulses which develop over the cathode impedance as a The

haracteristics of the counting device (input impedance, sensitivity, fween
Juccessive pulses) should be stated.
3.42.2 Measuring result
35 4
cused
level.
wA),
3.6
3.6.1
plied.
The
sured,
titable
of the
response of the photo-multiplier and its associated apparatus should be adjusted by the means
of sulitable filters to correspond to that of the C.LLE. standard photometric observer.* Whei tubes

are intended for other applications, e.g. for use in photographic applications, other filters may be
used.

The recording instrument must have a response time sufficiently short to reproduce faithfully
the build-up and persistence being measured. For the measurement of build-up and for short
persistence screens, an oscilloscope is suitable; for very long persistence it may be sufficient to use
a lightmeter and a stop watch.

* JEC Publication 50(45), International Electrotechnical Vocabulary, Group 45 (third edition), term No. 45-10-016 (in
preparation).
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3.6.2 Méthode 2

Le tube fonctionne dans des conditions données de tensions d’électrodes et de courant de
faisceau. Le spot balaie une ligne & une vitesse déterminée au moyen d’un systéme de déviation

convenable. On utilisera une suppression de retour du spot si les conditions de reto

ur risquent de

causer une excitation de 1’écran. Un masque avec une fente de largeur connue est placé devant
I’écran de telle fagon que la fente soit perpendiculaire 4 la ligne balayée et qu’on ne puisse voir qu’une

faible portion de cette ligne.

La largeur de la fente et la vitesse de balayage doivent étre telles que le temps que met le spot

a traverser la fente soit court par rapport a la persistance a mesurer.

La lumiére émise par cette petite portion de I’écran est regue par un photomultiplicateur et

renvoyée dans un dispositif d’enregistrement convenable comme décrit dans la mé

thode 1, para-

LIS

.6.3

graphe 3.6.1.

Le temps d’excitation de ’écran peut &tre calculé en con
vitesse de balayage. Le diamétre du spot doit étre mesuré dans
ment (voir paragraphe 3.7).

Méthode 3

Cette méthode peut étre employée pour de
lumiére émise est faible. Le tube fonctionne
de courant de faisceau et de température a
le faisceau produit une trame
persistance & mesurer.

ngue persistanc
anées de tension|

L’écran est alors excité pe
la zone est regue par un phof
méthode 1.

ion n’est pas le temps de balayage de la {
se de balayage.

Pout\empécher de briler ’écran, il peut étre nécessaire de moduler la grille
positivémeént a partir de la tension de blocage, avec des impulsions de durée et de fréq
tition spécifiées.

du spot et.la
e fonctionne-

e et lorsque la
5 d’électrodes,
n convenable,
r rapport a la

mi de trames et la lumiére émise par toute

décrit dans la

rame, mais est

d’une ligne en

2 et 3.7.3, 1a
s de balayage.

en impulsions
uence de répé-

3.7.1

3.7.1.1

Les tubes utilisant une concentration ou une déviation magnétique doivent étre mesurés avec

un bloc de concentration-déviation défini.

Méthodes d’examen au microscope

Trame expansée

Une trame constituée par un nombre déterminé de lignes avec une fréquence de trame

donnée est formée autour du centre de I’écran, et la tension de grille est réglée po
tensité lumineuse ou le courant de faisceau donné,

ur obtenir I’in-
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3.6.2 Method 2

The tube is operated under stated conditions of electrode voltages and beam current. The
spot is scanned by means of a suitable deflecting system at a known sweep speed along a line.
Flyback suppression should be used if the conditions of flyback are likely to cause excitation of the
screen. A mask with a slit of known width is placed in front of the screen so that the slit is at right
angles to the scanned line, and only a small portion of the line is visible.

The width of the slit and the sweep speed must be such that the time taken for the spot to
traverse the slit is short compared with the persistence being measured.

The light emitted by this small portion of the screen is received by a photo-multiplier and fed
to_a suitable recording instrument as described in Method 1, Sub-clause 3.6.1.

The time of excitation of the screen can be calculated from the knoy [ igmeter
arld sweep speed. The spot diameter must be measured under the
(Spe Sub-clause 3.7).

litions

3.6.3 Method 3

s low.
The tube is operated under stated conditions of el¢ctrod beany current and abient
te d time
fo

lc area

hmeter
di

3.7 M
of the

fq
focus

q
cut-off

bltage with pu

<

¢s of specified duration and repetition frequency.

Tubes utilizing magnetic focus and/or deflection should be measured in a defined focus/
deflection unit.

3.7.1  Methods of examination by microscope

3.7.1.1 Expanded raster

A raster formed by a stated number of lines at a given field frequency is zipplied about
the centre of the screen, and the grid voltage is adjusted to obtain the stated light intensity or
beam current.
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La longueur des lignes doit &tre indiquée et maintenue constante. L’image est alors agrandie
pour rendre la structure des lignes nettement visible et pour englober les positions de mesure
requises. La concentration doit &tre réglée de facon optimale au centre de la trame, et la largeur
de ligne est mesurée par un microscope comme décrit au paragraphe 3.7.

Cette procédure est répétée, sans ajustement de concentration, en permutant les tensions
de balayage et en réglant les dimensions de la trame pour obtenir les mémes longueurs de lignes.

Pour les tubes & déviation électrique, des tensions de déviation symétriques doivent étre
utilisées.

Trace elliptique ou circulaire

Une trace elliptique ou circulaire dont les axes ont des longueurs et des fréquences définies
Hisee; i i Gu T T e T U un courant
de faisceau défini.

La concentration est réglée de fagon optimale et la largg
dont la définition est la plus mauvaise.

surée au point

Ligne pulsée
[ utilisée et la
mineuse ou un
s positivement
b de répétition
ou d’intensité

urée au centre

yages linéaires
n est réglée de

des lignes soit
ent confondus

7 réduite de I’image est alors mesurée et divisée par le nombr¢ de lignes. Le
e mesure de la largeur de ligne.

Oh _notera que la définition de la largeur de ligne utilisée dans la mesure c}-dessus différe
thlgment de celle utilisée pour la mesure de la largeur d’une ligne simple ou|d’un spot. La
relation entre les deux types de mesures dépend de la distribution énergétique dpns la ligne ou

3.7.3

dars e spot s o trouvégue, dans beatncoup-decas; tatargeurdetigneobtenuwe-par la méthode
de contraction de trame est d’environ la moitié de celle obtenue par la mesure d’une ligne simple
ou d’un spot.

Cette méthode est simple et nécessite un minimum d’appareillage supplémentaire mais la
précision de la mesure dépend de la linéarité du balayage de trame.

Méthode de la fente étroite

Le tube fonctionnant dans les conditions données de tensions d’électrodes et de courant de
faisceau, on fait balayer au faisceau une ligne.
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The length of the lines should be stated and kept constant. The pattern is then expanded
to make the line structure clearly visible and to include the required positions of measurement.
The focus should be adjusted to the optimum at the centre of the raster, and the line width is
measured by a microscope as described in Sub-clause 3.7.

This procedure is repeated, without adjustment of focus, with the scanning voltages inter-
changed and the raster size adjusted to give the same line lengths.

For electrostatic deflection tubes, symmetrical deflecting voltages should be used.

Elliptical or circular trace

An elliptical or circular trace having axes of stated lengths and frequency is used, and the

1+l 14 . e PN I fhos totadlioled toot 2k L +
TV OTTa U 5 AU S vt tO— Tt ad - S T U U TTE T TR TSIt y - O O d T VBT U

The focus is adjusted to optimum and the width of the trace mgasured at\the poinht of

poorest definition.

Bulsed line
jpsted
t The
grid may be pulsed positively from cut-off with suifa repetition frequency
t
f the
t .
S
hose
f]
, and
t splay

—

lines

ment
g The
teldtionship between the two types of measurement depends on the energy distribution With n the

17 + onat ot it | oo £ P IS P acna—tha bna vwordil ng ahtornad by tha ol kln
IV UT OP\JL UL IV 1IAS DAV TUUTIN T AaL, 1T Jllull] SO TTITOUTTIITOUT W I CLS Uutulll\/u LIJ TITC uLAAL g

raster method is approximately one half of that obtained by measurement of a single line or spot.

Whilst this method is simple and requires a minimum of additional equipment, the accuracy
of the measurement depends on the linearity of the field scan.

Narrow slit method

With the tube operated under stated conditions of electrode voltage and beam current, the
beam is scanned into a line.
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La lumiére de cette ligne est concentrée a 1’aide d’un dispositif optique convenable de fagon
a produire une image réelle agrandie dans un plan connu. Une fente étroite est montée dans ce plan.

La largeur de la fente doit étre faible par rapport a la largeur de I’image de la ligne a mesurer.
1l est aussi important que I’image et la fente soient paralleles entre elles avec précision.

La lumidre traversant la fente est alors concentrée sur la photo-cathode d’un photomulti-
plicateur qui est couplé & un dispositif d’enregistrement convenable. En mesurant intensité lumi-
neuse en plusieurs points le long de la largeur de la ligne, une courbe de distribution peut &tre
relevée et, connaissant I’amplification du systéme optique, la grandeur de ligne peut étre déterminée.

Les mesures peuvent s’effectuer par:

e dans la fente.

ité lumineuse a
¢ fuelle définition
créte) peut Etre
utilisée.

Mesure de la déviation et du déplaceme

Sensibilité et coefficient de

Sensibilité de déviation

Une déviation symétrique ym tr
< st Appligies & chy
[ NN N

si spécifié) couvrant 759 de la|dimension utile
correspondar ue axe successivement. Le quotient de la déviation en

millimétre

R_symétpique (ou asymétrique si spécifié) couvrant 759, de la| dimension utile
afi est appliquée successivement & chaque axe. Le rapport|entre la tension
&viation correspondante en millimetres sera mesuré pour chaqpe axe.

agteund’uniformité de déviation — déviation électrique

“utilisant la méthode décrite au paragraphe 4.1.1, 1a sensibilité de déviatipn S est mesurée
en deux points spécifiés de déviation pour chaque axe. Les résultats Sy et S, sqnt généralement

exprimés en millimétres par volt et le facteur d’uniformité de déviation (F), pour chaque axe,
exprimé en pourcentage est déterminé d’aprés la formule:
Sy — S,
= T % 100 %.

1

Comme la sensibilité de déviation varie en fonction de I’amplitude de la déviation, une déter-
mination compléte du facteur d’uniformité de déviation ne peut étre obtenue qu’a ’aide d’une
courbe de ce facteur en fonction de "amplitude de la déviation, mesurée du centre de I’écran sauf
spécification contraire.
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